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요약

본 발명은 유기 전기발광소자(Organic Electro-Luminescent Display)의 절연막과 음극분리벽의 형성공정을 인라인
화 하여 전체적인 제조공정이 단순화되도록 하기 위한 유기 전기발광소자 제조장치에 관한 것이다.

    
본 발명에 따르면, 유기 전기발광소자(Electro-Luminescent display)의 금속전극층을 형성하기 위한 금속챔버와, 다
층 유기물층의 형성을 위한 제 1 및 제 2유기챔버 및, 보호/실링공정을 수행하는 글로브박스를 갖춘 유기박막형성시스
템의 스페어챔버결합부에 결합되어 상기 유기 EL소자의 절연막과 음극분리벽의 인라인화 공정을 위한 진공챔버가 더 
설치되어 구성되고, 상기 진공챔버는 그 내부 일측에 냉각타겟기판과 경사진 UV노광기가 복수로 설치되며, 그 대향측
에는 글래스기판이 설치됨과 더불어 그 전방에 마스크홀더에 의해 지지되면서 상기 절연막/음극분리벽에 대응하는 금
속마스크, 휘발성 용매의 휘발을 위한 핫스테이지 및, 상기 휘발성의 가벼운 용매를 제거하기 위한 터보펌프가 갖추어

 - 1 -



공개특허 특2002-0057020

 
져서 구성된 것이다.
    

대표도
도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 도 1g는 종래의 일예에 따른 유기 전기발광소자의 제조과정에서 절연막과 음극분리벽의 제조공정을 설명하
는 도면,

도 2는 종래의 유기 전기발광소자의 제조에 적용되는 유기박막공정시스템의 구조를 설명하는 도면,

도 3은 본 발명에 따른 유기 전기발광소자 제조장치의 구조를 설명하는 도면,

도 4a 내지 도 4e는 본 발명에 따른 유기 전기발광소자 제조장치에 의한 절연막과 음극분리벽의 제조공정을 설명하는 
도면이다.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*

32: 금속챔버, 34,36: 제 1 및 제 2유기챔버,

36a,36b: 스페어챔버결합부, 38: 글로브박스,

50: 경사진 UV노광기, 52: 회전형 냉각타겟기판,

56: 기판, 58: 마스크홀더,

60: 금속마스크, 62: 핫스테이지,

70: 터보펌프.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 전기발광소자 제조장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 유기 전기발광소자(Electro-Luminescent D
isplay)의 절연막과 음극분리벽(Sidewall)을 인라인(Inline)화하여 전체적인 제조공정을 단순화하도록 된 유기 전기
발광소자 제조장치에 관한 것이다.

유기 EL소자는 유기물의 자체 발광에 의해 컬러화상을 구현하는 초경박형 표시소자로서, 그 구조가 간단하면서 광효율
이 높다는 점에서 차세대의 유망 디스플레이 장치로서 주목되고 있다.

그 유기 EL소자는 기판상에 양극으로서의 애노드 ITO전극층이 형성되고, 그 애노드ITO전극층상에는 그 애노드ITO전
극층과 음극으로서의 캐소드 금속전극층의 절연을 위한 절연막이 형성됨과 더불어 인접한 음극의 전기적인 분리를 위
한 음극분리벽이 형성되며, 그 절연막상에는 다층의 유기물층이 형성되고, 그 유기물층상에 캐소드금속전극층이 형성된
다.
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상기 다층 유기물층은 정공주입을 위한 정공주입층(Hole Transporting Layer)과 전자주입을 위한 전자주입층(Elec
tron Transporting Layer) 및, 상기 정공주입층과 상기 전자주입층의 사이에 개재되어 그 정공주입층과 전자주입층으
로부터 주입된 전자와 정공이 결합되면서 발광이 이루어지는 유기발광층을 포함하여 구성된다.

그러한 유기 EL소자는 그 제조공정에서 애노드 ITO전극층과 절연막 및 음극분리벽은 비인라인(non-inline)화 공정으
로 형성되고, 다층 유기물층을 이루는 정공주입층과 유기발광층 및 전자주입층은 인라인화 공정으로 형성된다.

도 1a 내지 도 1g는 종래의 일예에 따른 유기 EL소자의 제조공정을 설명하는 도면이다.

도면을 참조하면, 글래스기판(10)상에는 애노드 ITO전극층(12)이 형성(도 1a)되고, 그 애노드 ITO전극층(12)상에 
절연막을 형성하기 위해 상기 애노드ITO전극층(12)을 포함하는 전체 면에 절연막형성층(즉, 포토레지스트층)을 적층
(도 1b)하고나서 절연막형성을 위한 패턴을 갖는 절연막마스크(16)를 사용하여 상기 절연막형성층(14)을 UV노광(도 
1c)하여 소망하는 절연막(14)을 형성하게 된다(도 1d).

그리고, 유기 EL소자의 음극분리벽을 형성하기 위해 상기 글래스기판(10)상에 음극분리벽을 형성하기 위한 음극분리
벽형성층(즉 포토레지스트층;18)을 적층(도 1e)하고나서 그 음극분리벽형성층(18)에 대해 음극분리벽형상으로 패터
닝된 마스크(20)를 사용하여 UV노광(도 1f)하여 도 1g에 도시된 형태로 음극분리벽(22)을 형성하게 된다.

여기서, 상기한 유기 EL소자의 제조는 도 2에 도시된 형태의 유기박막공정시스템에 의해 이루어지는 바, 그 도 2에 도
시된 유기박막공정시스템은 금속층의 형성을 위한 금속챔버(Metal chamber; 30)와, 유기층의 형성을 위한 제 1 및 제 
2유기챔버(Organic chambers; 32,34)를 갖추어 구성되고, 보조적인 챔버의 추가를 위한 스페어챔버설치부(36a,36
b)와, 보호(Passivation) 및 실링(Sealing)공정의 수행을 위한 글로브박스(38)도 갖춘 구조이다.

    
따라서, 도 2에 도시된 유기박막공정시스템에 의하면 정공주입층과 유기발광층, 전자주입층 및 캐소드금속층의 공정이 
인라인공정으로 연속되지만, 그 공정을 제외한 공정들은 원하는 패턴을 얻기 위해 증착을 해야 하는 경우 포토레지스트
를 스핀코터에 의해 스핀코팅하여 프리베이킹(Prebaking)을 행하고나서 포토마스크를 사용하여 UV노광함으로써 포
토레지스트를 경화시키는 반면 경화되지 않은 매트릭스 고분자 바인더의 산(Acid)기를 알칼리현상제(예컨대 TMAH, 
KOH 등)로 제거하여 원하는 패턴을 형성하게 되고, 그러한 원리에 의해 절연막과 음극분리벽을 형성하게 된다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 상기한 유기 EL소자의 제조공정에서는 절연막과 음극분리벽을 형성하기 위해 다수의 공정단계(즉, 도 1a 내지 
도 1g 참조)를 실행해야만 된다는 불리함이 초래되고, 그에 따라 초기의 투자비용이라든지 소요 경비의 증가가 불가피
할 뿐만 아니라 공정이 증가될수록 양산시 수율이 저하되는 단점이 초래되며, 고가의 네가티브형 포토레지스트층을 코
팅하는 경우 상당한 양의 포토레지스트가 스핀코팅시 낭비된다는 문제가 야기된다.

따라서, 본 발명은 상기한 종래 기술을 감안하여 이루어진 것으로, 저분자 유기물을 포함하여 다양한 종류의 유기 고분
자물을 물리적/화학적 변화를 초래하지 않으면서 유기박막의 증착이 가능한 소위 'MAPLE(Matrix assisted pulsed 
laser evaporation)'방법을 채용하여 절연막과 음극분리벽에 대해서도 인라인화 처리가 가능하도록 된 유기 전기발광
소자 제조장치를 제공함에 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면 유기 전기발광소자(Electro-Luminescent displ
ay)의 금속전극층을 형성하기 위한 금속챔버와, 다층 유기물층의 형성을 위한 제 1 및 제 2유기챔버 및, 보호/실링공정
을 수행하는 글로브박스를 갖춘 유기박막형성시스템에 있어서, 상기 유기박막형성시스템의 스페어챔버결합부에 결합되
어 상기 유기 EL소자의 절연막과 음극분리벽의 인라인화 공정을 위한 진공챔버가 더 설치되어 구성되고, 상기 진공챔
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버는 그 내부 일측에 냉각타겟기판과 경사진 UV노광기가 복수로 설치되고, 그 대향측에는 글래스기판이 설치됨과 더불
어 그 전방에 마스크홀더에 의해 지지되면서 상기 절연막/음극분리벽에 대응하는 금속마스크 및, 휘발성 용매의 휘발을 
위한 핫스테이지가 구비된 유기 전기발광소자 제조장치가 제공된다.
    

본 발명에 따르면, 상기 냉각타겟기판은 회전형으로 형성된다.

또, 상기 휘발성의 가벼운 용매를 제거하기 위한 터보펌프가 더 갖추어지게 된다.

    
상기한 본 발명에 따른 유기 전기발광소자 제조장치에 의하면, 유기 EL소자의 다층 유기물층과 금속전극층의 인라인공
정화가 설계된 유기 전기발광소자 제조시스템의 스페어챔버결합부에 절연막과 음극분리벽의 인라인화 처리가 가능한 
챔버를 더 설치해서, 회전형 냉각타겟기판으로부터 고분자가 절연막 또는 음극분리벽의 형상에 대응하는 금속마스크를 
통해 글래스기판에 증착되고, 복수의 경사진 UV노광기로부터 UV광을 조사하여 네가형 포토레지스트층을 광경화시켜 
절연막과 음극분리벽을 형성하게 된다.
    

이하, 본 발명에 대해 첨부도면을 참조하여 상세하게 설명한다.

도 3은 본 발명에 따른 유기전기발광소자 제조장치의 구조를 나타낸 도면으로, 그 유기EL소자 제조장치는 도 2에 도시
된 유기박막공정시스템의 스페어챔버설치부(예컨대 36a)에 결합되어 절연막과 음극분리벽에 대해서도 인라인(Inline)
공정화가 가능하도록 사용된다.

도 3을 참조하면, 내부적으로 휘발성 용매 스트림(Volitile solvent stream)이 형성되는 장치 본체(즉, 진공챔버)내에
는 경사진 형태의 UV노광기(50)가 형성됨과 더불어 회전형 냉각타겟기판(Rotating frozen target substrate)(52)
이 설치되고, 그 대향측에는 기판(56)이 설치됨과 더불어 마스크홀더(58)에 의해 금속마스크(60) 및 용매의 가열을 
위한 핫스테이지(Hot stage)(62)가 설치된다.

또, 상기 장치 본체의 외측에는 표면탄성파소자(surface acoustic wave device)(64)와, 게이트밸브(68)를 매개하여 
휘발성의 가벼운 용매를 제거하기 위한 터보펌프(70)가 접속된다.

따라서, 상기한 구조의 유기 EL소자의 제조장치에 의해 절연막과 음극분리벽의 인라인공정을 설명하면, 도 3의 진공챔
버내에 글래스기판(56)을 설치함과 더불어 마스크홀더(58)에 의해 금속마스크(60)를 설치하게 된다.

그 상태에서, 상기 회전형 냉각타겟기판(52)으로부터 고분자가 상기 금속마스크(60)를 통해 선택적으로 애노드ITO전
극층(80)이 형성된 글래스기판(56)상에 증착되고(도 4a), 그 상태에서 상기 경사진 UV노광기(50)로부터의 UV가 조
사되어 네가티브형 포토레지스트를 광경화시키고나서 상기 핫스테이지(62)의 가열에 의해 휘발성 용매를 휘발시켜 절
연막(82)의 형성과정을 완료하게 된다(도 4b).

또, 음극분리벽의 형성을 위해서는 상기 금속마스크(60)를 음극분리벽의 형성에 적합한 형상으로 교체하고나서 도 4a
와 도 4b에 설명된 공정을 반복적으로 수행(도 4c와 도 4d)하여 음극분리벽(84)을 형성하여 도 4e에 도시된 패턴구조
를 얻게 된다. 그 패턴구조는 도 2에 도시된 복수의 유기챔버(34,36)에서 정공주입층과 유기발광층 및 전자주입층을 
증착하고나서 하나의 금속챔버(32)에서 음극전극을 증착시켜 인라인공정을 완료하게 된다.

여기서, 상기 인라인 공정이 완료되면 도 2에 도시된 글로브박스(38)에서 보호층 및 실링공정을 진행하여 풀컬러 유기
EL소자의 기초소자 제작공정을 종료하게 된다.

상기 증착의 원리는 외부적으로 엑시머레이저비임(도 3의 66)이 용매에 묽혀진 시료를 100∼200K로 냉각된 네가티
브형 포토레지스트타겟을 쪼이게 되는 바, 그 경우에는 종래에 절연막이나 음극분리벽의 형성을 위해 적용되는 고온증
착법이나 MALDI(Matrix assisted laser desorption/ionization)에서 발생가능한 고분자의 변형이나 이온화 현상을 
방지하기 위해 상기 냉각타겟기판(52)을 회전시켜 레이저비임에 의한 열화현상과 침식현상이 방지된다.
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또, 증착시 발생하는 기체가 상측 방향으로 날아가는 힘을 터보펌프(70)의 적당한 힘을 이용하여 타겟매트릭스의 고분
자 물질은 상기 기판(56)으로 증착시키고 발생하는 휘발성의 가벼운 용매들은 그 터보펌프(70)에 의해 제거하게 된다.

    발명의 효과

상기한 바와 같이, 본 발명에 따른 유기전기발광소자 제조장치에 의하면, 글래스기판상에 애노드ITO전극층이 형성된 
상태에서 절연막공정과 음극분리벽 공정, 유기물증착공정, 캐소드금속전극층에 이르는 전체의 과정이 하나의 장치에 의
해 인라인 공정으로 수행가능하게 됨에 따라, 절연막과 음극분리벽 공정에 필요한 고가의 포토레지스트의 사용량이 절
감되고, 또 그 절연막과 음극분리벽 공정의 단순화가 가능하게 된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

유기 전기발광소자(Electro-Luminescent display)의 금속전극층을 형성하기 위한 금속챔버와, 다층 유기물층의 형
성을 위한 제 1 및 제 2유기챔버 및, 보호/실링공정을 수행하는 글로브박스를 갖춘 유기박막공정시스템에 있어서,

상기 유기박막공정시스템의 스페어챔버결합부에 결합되어 상기 유기 EL소자의 절연막과 음극분리벽의 인라인화 공정
을 위한 진공챔버가 더 설치되어 구성되고,

상기 진공챔버는 그 내부 일측에 냉각타겟기판과 경사진 UV노광기가 복수로 설치되고, 그 대향측에는 글래스기판이 설
치됨과 더불어 그 전방에 마스크홀더에 의해 지지되면서 상기 절연막/음극분리벽에 대응하는 금속마스크 및, 휘발성 용
매의 휘발을 위한 핫스테이지가 구비된 것을 특징으로 하는 유기 전기발광소자 제조장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 냉각타겟기판은 회전형으로 형성된 것을 특징으로 하는 유기 전기발광소자 제조장치.

청구항 3.

제 1항에 있어서, 상기 휘발성의 가벼운 용매를 제거하기 위한 터보펌프가 더 갖추어진 것을 특징으로 하는 유기 전기
발광소자 제조장치.

도면 1a
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도면 1e
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도면 4b
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摘要(译)

本发明涉及一种有机电致发光设备，使得用于在线简化形成绝缘膜和有
机EL元件（有机电致发光显示器）的阴极隔壁的工序中的整个制造工艺
的制造装置。      根据本发明，该有机电致发光装置（电致发光显示器）
的第一和第二有机腔室和，将保护/手套箱以执行密封过程用于金属腔，
用于形成金属电极层，形成的有机材料层的多层有机薄膜形式耦合到备
用室，所述系统的接合部分被构造成与真空室，用于在绝缘膜和有机EL
器件的阴极隔离壁的在线拉伸过程进一步提供，其中，所述真空室是冷
却目标基板在其中，一面带和倾斜和UV曝光装置被安装，多个被安装侧
热阶段的金属掩模，其对应于所述绝缘层/阴极隔离壁的挥发性溶剂的蒸
发在其正面通过其相对的掩模保持器，而支持，与玻璃基板和，用于去
除挥发性和轻质溶剂的涡轮泵 - 1 -   因此，它被配置。      3
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